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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】簡単な構成で、二種類の液体が流れる管路にお
いて、管路内に残留した液体と、次に流れる液体とが混
ざらないようにする。
【解決手段】多水管路１は、非金属からなる管状の管部
２と、可撓性を有し、管部２の内部を軸Ｏ方向に沿って
仕切る仕切り部３と、仕切り部３の両端に設けられた片
寄せ部４と、を具備し、片寄せ部４は、磁場を受けてあ
るいは電流の供給を受けて、片寄せ部４の、管部２の軸
Ｏに直交する方向の一方側の面、又は他方側の面を管部
２の内周面に対して液密に密着するように構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非金属からなる管状の管部と、
　可撓性を有し、前記管部の内部を軸方向に沿って仕切る仕切り部と、
　前記仕切り部の両端に設けられた片寄せ部と、
　を具備し、
　前記片寄せ部は、磁場を受けてあるいは電流の供給を受けて、前記片寄せ部の、前記管
部の軸に直交する方向の一方側の面、又は他方側の面を前記管部の内周面に対して液密に
密着することを特徴とする多水管路。
【請求項２】
　前記片寄せ部が前記磁場を受けることにより、前記片寄せ部の前記一方側の面又は前記
他方側の面が前記管部の内周面に対して液密に密着する場合、前記磁場を生じさせる磁場
発生部を有し、
　前記片寄せ部は、金属または磁石を有して構成されていることを特徴とする請求項１に
記載の多水管路。
【請求項３】
　前記磁場発生部は、
　前記管部の外周に取り付けられる取付け部と、前記磁場を発生させる磁石部と、前記磁
石部を前記管路に沿って摺動させる摺動部とを有する磁石ホルダを用いて構成したことを
特徴とする請求項２に記載の多水管路。
【請求項４】
　前記片寄せ部が前記電流の供給を受けて、前記片寄せ部の前記一方側の面又は前記他方
側の面が前記管部の内周面に対して液密に密着する場合、前記片寄せ部は、前記電流によ
り伸縮する圧電素子または人工筋肉を有して構成されることを特徴とする請求項１に記載
の多水管路。
【請求項５】
　前記片寄せ部が前記電流の供給を受けて、前記片寄せ部の前記一方側の面又は前記他方
側の面が前記管部の内周面に対して液密に密着する場合、前記片寄せ部は、前記電流の供
給により発生する熱により変形する形状記憶合金部を有して構成されることを特徴とする
請求項１に記載の多水管路。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の多水管路を備えたことを特徴とする内視
鏡洗浄消毒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多水管路、及びこの多水管路を備えた、内視鏡を自動的に洗浄消毒する内視
鏡洗浄消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、内視鏡は医療分野等において広く利用されている。医療分野において用いられる
内視鏡は、特に検査及び治療を目的として体内に挿入部を挿入して使用されるため、使用
後、再度使用するためには洗浄消毒が必要となる。この使用済みの内視鏡の洗浄消毒は、
周知の内視鏡洗浄消毒装置によって行われている。
【０００３】
　このような内視鏡洗浄消毒装置は、使用済みの内視鏡を洗浄、消毒、濯ぎ等するために
、水道水、洗浄液、消毒液等の液体が装置内部に供給されて、液体を、装置内部に配設さ
れた管やチューブ等の管路を用いて装置内で循環させている（例えば、特許文献１参照）
。　
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－７１０１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記したように装置内部に管路を有する従来の内視鏡洗浄消毒装置は、使用済みの内視
鏡を洗浄、消毒、濯ぎする等の各種工程を行っているが、装置内の管路の配管形状によっ
ては液体を循環させる管路の一部が曲がったりするなど変形箇所が存在する。そして、こ
のような変形箇所などの管路内に、前工程における液体が残留してしまうことがある。
【０００６】
　一般に、消毒工程の前後では、水道水を用いた濯ぎ工程が行われるが、装置内の管路の
変形箇所などの一部に前の濯ぎ工程における濯ぎ液が残留した状態で、消毒工程を行うと
すると、消毒工程に用いられる消毒液が管路内に残留している濯ぎ液と混ざってしまう。
このため、消毒液が希釈されることになるので、予め決められた消毒液の所定の濃度を確
保するには、さらに多くの消毒液を供給しなくてはならず、コスト高になってしまう。
【０００７】
　前の濯ぎ行程にて残留した濯ぎ液と、次の消毒工程により供給する消毒液とが混ざって
しまうことを防止するためには、従来の内視鏡洗浄消毒装置において、例えば、前の濯ぎ
工程と次の消毒工程とのそれぞれの液体供給用の２つの管路を用いて配管したり、あるい
は管路内部に他の管路を有する二重管を用いて配管するように構成すればよい。
【０００８】
　しかしながら、このような構成では、内視鏡洗浄消毒装置自体が大型化してしまい、管
路や弁などの部品点数も増加するため、コスト高となってしまう。
【０００９】
　そこで、本発明は前記問題点に鑑みてなされたもので、簡単な構成で、二種類の液体が
流れる管路において、管路内に残留した液体と、次に流れる液体とが混ざらないようにで
きる多水管路及びこの多水管路を用いた内視鏡洗浄消毒装置を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様の多水管路は、非金属からなる管状の管部と、可撓性を有し、前記管部
の内部を軸方向に沿って仕切る仕切り部と、前記仕切り部の両端に設けられた片寄せ部と
、を具備し、前記片寄せ部は、磁場を受けてあるいは電流の供給を受けて、前記片寄せ部
の、前記管部の軸に直交する方向の一方側の面、又は他方側の面を前記管部の内周面に対
して液密に密着することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の他の一様態の内視鏡洗浄消毒装置は、前記一様態の多水管路を備えたこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の多水管路及びこの多水管路を用いた内視鏡洗浄消毒装置によれば、簡単な構成
で、二種類の液体が流れる管路において、管路内に残留した液体と、次に流れる液体とが
混ざらないようにできる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る多水管路の構成を示す斜視図
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線断面図で、仕切り部の片寄せ部を管部の下部内周面に接触し
た状態を示す図
【図３】図１のＩＩ－ＩＩ線断面図で、仕切り部の片寄せ部を管部の上部内周面に接触し
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た状態を示す図
【図４】図１の管部の両端側の構造を説明するための断面図
【図５】図１の管部が一体成型により形成された構成の管部の斜視図
【図６】図１の管部の他の成型方法を説明するための管部の斜視図
【図７】図１の管部の具体的な構成を説明するための断面の斜視図
【図８】図１の磁場発生部が有する磁石ホルダの分解組立斜視図
【図９】図８のホルダ本体の断面図
【図１０】図１の磁場発生部が有するソレノイド外装部の斜視図
【図１１】図１０のソレノイド外装部の管部への他の取り付け方法を示す図
【図１２】図１の磁場発生部が有するソレノイド機構部の構成を示す図
【図１３】図１２の可動鉄心の組立分解斜視図
【図１４】図１２のソレノイド機構部に接続される制御部の具体的な回路構成を示すブロ
ック図
【図１５】多水管路を用いた内視鏡洗浄消毒装置により行われる各種処理工程を示すフロ
ーチャート
【図１６】内視鏡洗浄消毒装置の問題点を説明するための内視鏡洗浄消毒装置内の配管構
成を示す図
【図１７】図１６の内視鏡洗浄消毒装置内の配管の形状を示す図
【図１８】本発明の第２の実施形態に係る多水管路の構成を示す斜視図
【図１９】図１８の多水管路の磁石部と仕切り部との位置関係を示す断面図
【図２０】図１８の多水管路の仕切り部の移動状態を説明する断面図
【図２１】図１８の磁場発生部が有する駆動部の変形例を示す斜視図
【図２２】図１８の駆動部に接続される制御部の具体的な回路構成を示すブロック図
【図２３】本発明の第３の実施形態に係る多水管路の構成を示す斜視図
【図２４】図２３の磁場発生部が有する電磁ケースの分解組み立て図
【図２５】図２４の電磁石に接続される制御部の具体的な回路構成を示すブロック図
【図２６】本発明の第４の実施形態に係る多水管路の構成を示す斜視図
【図２７】図２６の多水管路の断面図
【図２８】本発明の第５の実施形態に係る多水管路の構成を示す斜視図
【図２９】図２８の仕切り部を管部の下部内周面に接触させた状態を示す断面図
【図３０】図２８の仕切り部を管部の中間位置に配置させた状態を示す断面図
【図３１】図２８の仕切り部を管部の上部内周面に接触させた状態を示す断面図
【図３２】各実施形態の内視鏡洗浄消毒装置の洗浄槽に設置される保持網の構成を示す図
【図３３】図３２の保持網に２つの内視鏡を用いて配置した状態を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について詳細に説明する。　
（第１の実施形態）　
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る多水管路の構成を示す斜視図、図２は、図１の
ＩＩ－ＩＩ線断面図で、仕切り部の片寄せ部を管部の下部内周面に接触した状態を示す図
、図３は、図１のＩＩ－ＩＩ線断面図で、仕切り部の片寄せ部を管部の上部内正面に接触
した状態を示す図である。　
　図１に示すように、本実施形態の多水管路１は、管部２と、仕切り部３と、片寄せ部４
と、磁場発生部５と、を有して構成される。後述するように、多水管路１は、内部に２つ
のチャンネルを有する２流路管である。
【００１５】
　管部２は、非金属からなる管状の部材であり、非金属としては、例えばゴム等の弾性体
を用いて形成される。仕切り部３は、可撓性を有し、管部２の内部空間を軸Ｏ方向に沿っ
て連続して仕切るように設けられている。この仕切り部３は、例えば管部２と一体成形さ
れる。
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【００１６】
　片寄せ部４は、仕切り部３の両端に設けられている。この片寄せ部４は、後述する磁場
発生部５により磁場が発生したときに、この磁場を受けて、該片寄せ部４の、管部２の軸
Ｏに直交する方向の一方側の面、又は他方側の面を管部２の内周面２ＢＡ（図２）に対し
て液密に密着するように構成されている。
【００１７】
　磁場発生部５は、片寄せ部４に与える磁場を発生するものであって、この磁場を発生さ
せることにより、片寄せ部４の、管部２の軸Ｏに直交する方向の一方側の面、又は他方側
の面を管部２の内周面２ＢＡに対して液密に密着させる。
【００１８】
　このような、多水管路１の構成要素である、管部２、仕切り部３，片寄せ部４、及び磁
場発生部５の具体的な構成について図１～図１２を用いて説明する。　
　まず、管部２及び仕切り部３の構成について図１～図７を用いて説明する。なお、図４
は、図１の管部の両端側の構造を説明するための断面図、図５は、図１の管部が一体成型
により形成された構成の管部の斜視図、図６は、図１の管部の他の成型方法を説明するた
めの管部の斜視図、図７は、図１の管部の具体的な構成を説明するための断面の斜視図で
ある。
【００１９】
　管部２は、図２及び図７に示すように、本体部２Ａと、この本体部２Ａより細径で、該
本体部２Ａの両側に形成された磁場発生部取付部（以下、取付部と称す）２Ｂと、を有す
る。
【００２０】
　管部２と仕切り部３は、図５に示すように、例えばゴム等の弾性体を用いて一体成形、
例えば射出成形、することにより形成される。なお、図５では、後述するＯリング２ｂは
省略し、図示していない。この場合、仕切り部３の両端部に設けられた片寄せ部４は、例
えば金属箔などの柔軟性を有する金属部４ａを有する。この金属部４ａは、図５に示すよ
うに、管部２の軸Ｏに対して直交する仕切り部３の幅方向の全体に亘って配置され、例え
ば四角形状を有する。
【００２１】
　この金属部４ａは、仕切り部４の表面に貼り付けられた後、金属部４ａの表面は、図示
しないコーティング材によりコーティングされる。本実施形態では、後述するが磁場発生
部５には、磁場を発生させるための磁石が設けられているので、金属部４ａは金属箔でな
く、磁石を用いて構成してもよい。
【００２２】
　なお、管部２と仕切り部３は、例えば、図６の変形例に示すように、筒状の管部２を軸
Ｏ方向に沿って２つに分割し、さらに、同じ材質で構成された可撓性を有するシート状の
仕切り部３を挟み込み、管部２との接触面を、接着剤を用いて固定するように、構成して
もよい。なお、図６では、後述するＯリング２ｂは省略し、図示していない。
【００２３】
　その後、管部２の外周面からはみ出している仕切り部３のはみ出し部分３ｘを切断する
。なお、片寄せ部４については、同様に金属部４ａを形成すればよい。こうして、仕切り
部３を有する管部２が形成される。
【００２４】
　本体部２Ａは、仕切り部３とこの仕切り部３上部の本体部内周面２ＣＡとの間に形成さ
れる上部残液逃げ領域２Ｃと、仕切り部３とこの仕切り部３下部の本体部内周面２ＤＡと
の間に形成される下部残液逃げ領域２Ｄと、を有する。
【００２５】
　取付部２Ｂは、本体部２Ａよりも細径であり、これらの取付部２Ｂには、磁場発生部５
が装着される。また、取付部２Ｂの内周面２ＢＡには、仕切り部３の片寄せ部４が密着さ
れるようになっている。
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【００２６】
　なお、管部２の本体部２Ａと取付部２Ｂの径の大きさ、及び下部残液逃げ領域２Ｃと下
部残液逃げ領域２Ｄの大きさは、図２、図３及び図７に示す構成に限定されるものではな
く、必要に応じて適宜変更可能である。なお、下部残液逃げ領域２Ｃと下部残液逃げ領域
２Ｄは、ブロー成形もしくはガスインジェクション成形で形成することが可能である。
【００２７】
　また、各取付部２Ｂの開口の内側には、内周溝２ａが形成され、この内周溝２ａには、
図４に示すようにＯリング２ｂが設けられている。このＯリング２ｂは、管部２の開口部
からの液体が仕切り部３と管部２の内周面との間に浸入しないように液密に設けられて液
体の浸入を防止する。
【００２８】
　次に、管部２の取付部２Ｂに装着される磁場発生部５の具体的な構成について、図１、
図８～図１３を用いて説明する。　
　なお、図８は、図１の磁場発生部が有する磁石ホルダの分解組立斜視図、図９は、図８
のホルダ本体の断面図、図１０は、図１の磁場発生部が有するソレノイド外装部の斜視図
、図１１は、図１０のソレノイド外装部の管部への他の取り付け方法を示す図、図１２は
、図１の磁場発生部が有するソレノイド機構部の構成を説明するための図、図１３は、図
１２の可動鉄心の組立分解斜視図である。
【００２９】
　磁場発生部５は、管部２外周で磁場を発生させるための磁場を発生するものであって、
磁場を発生した場合に、片寄せ部４の金属部４ａ（または磁石）を引き寄せて片寄せ部４
の一方側又は他方側の面を管部２の取付部２Ｂの内周面２ＢＡに対して液密に密着させる
。
【００３０】
　この磁場発生部５は、図１に示すように、磁石ホルダ７と、磁場を発生させる磁石部８
と、管部２の取付部２Ｂの外周に取り付けられる取り付け部であるソレノイド外装部９と
、磁石部８を管部２に沿って摺動させる摺動部７Ａ（図８）とを有する。
【００３１】
　この磁石ホルダ７は、摺動部７Ａを有し、図８に示すように、例えば樹脂を用いて形成
された管状部材であり、この摺動部７Ａの外周には、第１の段差部７ａ、第２の段差部７
ｂが形成されている。
【００３２】
　第１の段差部７ａは、摺動部７Ａの一方側の外周の下側半円部分に形成された凹状の段
差部である。この第１の段差部７ａには、この第１の段差部７ａに嵌め込み可能な円弧形
状に形成された第１の磁石８ａが接着剤等によって固定される。
【００３３】
　第２の段差部７ｂは、摺動部７Ａの他方側の外周の上側半円部分に形成された凹状の段
差部である。この第２の段差部７ｂには、この第２の段差部７ｂに嵌め込み可能な円弧形
状に形成された第２の磁石８ｂが接着剤等によって固定される。なお、第１の磁石８ａと
第２の磁石８ｂとは磁石部８を構成している。　　
　また、摺動部７Ａの、第１の段差部７ａとは逆側の外周面の上部には、後述する鉄心に
接続するための接続部７Ｂが設けられている。
【００３４】
　さらに、摺動部７Ａは、管部２の外周上を長手方向に摺動可能にするために、内部に摺
動管７Ｃが圧入されて嵌装される。この摺動管７Ｃの内周面には、図８及び図９に示すよ
うに、長手方向に沿って例えば４列の複数のベアリング７ｘが設けられている。複数のベ
アリング７ｘは、図９に示すように、上下左右の対向する位置に少なくとも４列で設けら
れことが望ましい。すなわち、これら４つの列の複数のベアリング７ｘを設けることによ
って、摺動部７Ａを管部２の外周面に保持することができるとともに、管部２の外周面を
長手方向にそって円滑に摺動させることができる。



(7) JP 2014-12038 A 2014.1.23

10

20

30

40

50

【００３５】
　次に、磁気ホルダ７が装着されるソレノイド外装部９の具体的な構成について図１、図
２及び図１０を用いて説明する。　
　図１０に示すように、ソレノイド外装部９は、管部２の外周に固定される管状の本体９
Ａと、この本体９Ａの上部に設けられ、内部にソレノイド１３を備えるとともに、磁石ホ
ルダ７がスプリング７ｚ(図１２)を介して接続される腕部９Ｂと、本体９Ａを管部２の外
周に固定するための取付部６と、を有する。
【００３６】
　本体９Ａは、軸O方向に沿って外周面に形成された切り込み部を回動中心としてその一
部が軸Ｏから離れる方向（外側方向）に回動自在な円弧部９Ａ１を有する。取付部６であ
る円弧部９Ａ１には延出部９Ａ２が設けられ、この延出部９Ａ２は、管部２への固定時に
は、本体９Ａの延出部９Ａ３と、それぞれの平面部同士が面接触する。すなわち、ソレノ
イド外装部９は、管部２の取付部２Ｂに取り付けて、延出部９Ａ２と延出部９Ａ３とを面
接触させた状態にて、ネジ９ｂをバカ穴（ネジなしで、ネジ穴９ｃよりも大きい穴）を介
して挿通しネジ穴９ｃにネジ９ｂを螺合することにより、該取付部２Ｂに固定される。
【００３７】
　なお、ソレノイド外装部９の管部２への固定方法は、ネジ９ｂに限定されるものではな
く、例えば、図１１に示すようなクィックファスナーなどの締め付け具を用いて固定して
もよい。また、第１の段差部7ａおよび第２の段差部7ｂ、磁石部、接続部７Ｂは、本例に
限らず、片寄せ部４の金属部４ａ（または磁石）を引き寄せて片寄せ部４の一方側又は他
方側の面を管部２の取付部２Ｂの内周面２ＢＡに対して液密に密着させることが可能であ
れば、どのような取付位置や形状でもよい。
【００３８】
　次に、このソレノイド外装部９内のソレノイド機構の具体的な構成、及び、ソレノイド
外装部９と磁石ホルダ７との接続方法について、図１～図３、図８、図１２、図１３及び
図１４を用いて説明する。
【００３９】
　図１に示すソレノイド外装部９の腕部９Ｂの内部には、磁石ホルダ７を管部２の長手方
向に摺動させるためのソレノイド機構１０が設けられている。　
　このソレノイド機構１０は、図１２に示すように、磁石ホルダ７の接続部７Ｂに接続さ
れて固定される鉄心１１と、この鉄心１１が挿通可能であり、腕部９Ｂ内に設けられた筒
状の鉄心ケース１２と、鉄心１１を鉄心ケース１２内において長手方向に移動させる駆動
力のための磁界を発生するソレノイド１３と、鉄心ケース１２の基端側に設けられ、鉄心
１１の移動を規制するストッパ１４と、を有する。
【００４０】
　ソレノイド１３の両端部がそれぞれ接続される接続端子部９ｄには、ソレノイドの接続
線１０ａが接続され、これらソレノイドの接続線１０ａは、内視鏡洗浄消毒装置内の制御
部２０に電気的に接続される（図１４参照）。すなわち、制御部２０内のスイッチ（ＳＷ
）がオンすると、ソレノイド機構１０には電源１０ｂにより所定の電圧が印加され、ソレ
ノイドの接続線１０ａを介してソレノイド１３に電流が流れる。これにより、ソレノイド
１３は、磁界を発生し、この発生した磁界により、鉄心１１を図１２中Ａ矢印方向に移動
させることができる。
【００４１】
　一方、この鉄心１１の、鉄心ケース１２に挿通されていない側の端部には、図１３に示
すように係合溝１１ａが形成されている。この係合溝１１ａを磁石ホルダ７の接続部７Ｂ
に嵌め入れ、その後、鉄心１１の端部に設けられた孔１１ｂと、接続部７Ｂに設けられた
一方の孔７ｙを介して固定ピン１１Ａを嵌入し、この固定ピン１１Ａの他端にピン留め１
１Ｂを留めることにより、鉄心１１が磁石ホルダ７の接続部７Ｂに固定される。
【００４２】
　また、磁石ホルダ７の接続部７Ｂの他方側に設けられた孔７ｙには、スプリング７ｚの
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一端が係止され、このスプリング７ｚの他端は、腕部９Ｂの折曲部９Ｂ１に設けられた孔
９ｅに係止される。この構成により、鉄心１１は、磁石ホルダ７の接続部７Ｂに係止され
るスプリング７ｚによって、常に腕部９Ｂの折曲部９Ｂ１方向、すなわち、図１２中のＢ
矢印方向に付勢される。
【００４３】
　なお、このような構成のソレノイド機構１０は、図１４に示す制御部２０に電気的に接
続される。図１４は、図１２のソレノイド機構部に接続される制御部の具体的な回路構成
を示すブロック図である。
【００４４】
　図１４に示すように、管部２の両端に設けられた２つのソレノイド機構１０のソレノイ
ド１３は、それぞれソレノイドの接続線１０ａを介して内視鏡洗浄消毒装置内に設けられ
た制御部２０のコネクタ２０ａに電気的に接続される。制御部２０は、内視鏡洗浄使用毒
装置内全体を制御するものであって、ＲＯＭ２１ａ及びＲＡＭ２１ｂを備えたＣＰＵ２１
と、駆動回路２２とを有する。
【００４５】
　ＲＯＭ２１ａは、例えば、複数のソレノイド機構のソレノイド１３に応じた電流値等の
設定値や、内視鏡洗浄消毒装置全体を制御するのに必要なプログラム等を格納している。
　
　ＣＰＵ２１は、内視鏡洗浄消毒装置内の図示しない操作パネルからあるいはプログラム
の実行に応じた、ソレノイド機構１０をオンする操作信号が供給されると、予め設定され
た設定値に基づき駆動回路２２を制御することにより、最適な電流値を所定の管部２の各
ソレノイド機構１０の各ソレノイド１３に流して駆動させる。これにより、各ソレノイド
機構１０の鉄心１１は、図１２中に示す矢印Ａ方向に移動することになるので、磁石ホル
ダ７を同方向に移動させることができる。
【００４６】
　また、ＣＰＵ２１は、内視鏡洗浄消毒装置内の図示しない操作パネル等からソレノイド
機構１０をオフする操作信号が供給されると、管部２の各ソレノイド機構１０に供給して
いた電流の供給を停止するように駆動回路２２を制御する。これにより、各ソレノイド機
構１０の各ソレノイド１３により発生した磁界はなくなり、鉄心１１がスプリング７ｚに
よる付勢力により図１２中に示す矢印Ｂ方向に引き戻されるので、磁石ホルダ７を同方向
に移動させることができる。
【００４７】
　このように、制御部２０により、ソレノイド機構１０の各ソレノイド１３への電流の供
給をオフ、またはオンしたときの制御状態が図２及び図３に示されている。　
　制御部２０により電源をオフして、各ソレノイド機構１０の各ソレノイド１３に流れる
電流を停止させるように駆動回路２２を制御すると、図２に示すように、鉄心１１がスプ
リング７ｚによる付勢力により図２中の管部２の開口方向に引き戻されることで、磁石ホ
ルダ７は同方向に移動することになる。
【００４８】
　すると、磁石ホルダ７は、その移動により摺動部７Ａの第１の段差部７ａ（図８）に設
けられた第１の磁石８ａが管部２の片寄せ部４の金属部４ａに近接することになる。この
ため、第１の磁石８ａの金属などの強磁性体を引き寄せる性質により金属部４ａを引き寄
せることで、図２に示すように、仕切り部３の片寄せ部４は管部２の下部の取付部２Ｂに
おける内周面２ＢＡに液密に接触する。　
　また、他方の磁石ホルダ７についても同様に動作することで、仕切り部３の片寄せ部４
が管部２の下部の取付部２Ｂにおける内周面２ＢＡに液密に接触される。
【００４９】
　したがって、本実施形態の多水管路１は、両側のソレノイド機構１０が駆動して仕切り
部４の片寄せ部４を管部２の下部の取付部２Ｂにおける内周面２ＢＡに液密に接触させる
ことにより、仕切り部３は、長手方向全体に亘り、管部２内の下部へと移動する。
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【００５０】
　また、管部２の管路内に残液Wがあったとしても、この残液Wを仕切り部３の面にて下部
残液逃げ領域２Ｄ内に封止することができ、この残液Wと、管部２内に形成される管路に
流れる他の液体との混合を防止できる。
【００５１】
　次に、図２の示す状態から、制御部２０によりSWをオンして、各ソレノイド機構１０の
各ソレノイド１３に電流を流すように駆動回路２２を制御する。すると、図３に示すよう
に、鉄心１１がソレノイド１３による磁界の発生により図３中の管部２の開口方向とは逆
方向（図中に示す矢印方向）に移動することにより、磁石ホルダ７は同方向に移動するこ
とになる。
【００５２】
　すると、磁石ホルダ７は、その移動により摺動部７Ａの第２の段差部７ｂに設けられた
第２の磁石８ｂが管部２の片寄せ部４の金属部４ａに近接することになる。このため、第
２の磁石８ｂの金属などの強磁性体を引き寄せる性質により金属部４ａを引き寄せること
で、図３に示すように、仕切り部３の片寄せ部４は管部２の上部の取付部２Ｂにおける内
周面２ＢＡに液密に接触する。　
　また、他方の磁石ホルダ７についても同様に動作することで、仕切り部３の片寄せ部４
が管部２の上部の取付部２Ｂにおける内周面２ＢＡに液密に接触される。
【００５３】
　したがって、本実施形態の多水管路１は、両側のソレノイド機構１０が駆動して仕切り
部４の片寄せ部４を管部２の上部の取付部２Ｂにおける内周面２ＢＡに液密に接触させる
ことにより、仕切り部３は、長手方向全体に亘り、管部２内の上部へと移動する。
【００５４】
　これにより、管部２の管路内に残液があったとしても、この残液を仕切り部３の面にて
上部残液逃げ領域２Ｃ内に封止することができ、この残液と、管部２内に形成される管路
に流れる他の液体との混合を防止できる。
【００５５】
　次に、このような本実施形態における多水管路の作用について図１５～図１６を用いて
説明する。なお、図１５は、多水管路を用いた内視鏡洗浄消毒装置により行われる各種処
理工程を示すフローチャート、図１６は、内視鏡洗浄消毒装置の問題点を説明するための
内視鏡洗浄消毒装置内の配管構成を示す図、図１７は、図１６の内視鏡洗浄消毒装置内の
配管の形状を示す図である。
【００５６】
　通常、内視鏡洗浄消毒装置は、例えば、図１５のフローチャートに示すように、各種処
理工程が行われる。　
　内視鏡洗浄消毒装置は、ステップＳ１にて電源がオンされると、続くステップＳ２の処
理にて洗浄槽に内視鏡がセットされる。次に、内視鏡洗浄消毒装置は、続くステップＳ３
の洗浄工程にて、内視鏡に洗剤を噴射して外表面及び各チャンネル内に付着した体液や汚
物等の汚れを洗浄し、続くステップＳ４のすずき工程により、内視鏡に付着した洗浄後の
洗剤や水を清浄な水で洗い流す。
【００５７】
　次に、内視鏡洗浄消毒装置は、続くステップＳ５の消毒工程を行う。この消毒工程は、
消毒液中に内視鏡を浸漬させ、洗浄工程で除去されなかった病原菌やウイルスを除去し、
病原性を消失させる。この消毒工程で使用された消毒液は、消毒液が貯えられている消毒
液タンクに戻される。
【００５８】
　その後、内視鏡洗浄消毒装置は、続くステップＳ６のすずき工程により、内視鏡に付着
した内視鏡の消毒後の消毒液を清浄な水で洗い流す。ステップＳ４及びステップＳ６のす
すぎ行程で使用された水は、同様に内視鏡洗浄消毒装置の外に排出される。
【００５９】
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　そして、内視鏡洗浄消毒装置は、ステップＳ７の乾燥工程にて、内視鏡にアルコールを
噴射した後、送気等を行うことにより外表面及び各チャンネル内を乾燥させる。このよう
に各種工程が実施されることで、ステップＳ８にて洗浄槽から洗浄、消毒済みの内視鏡を
取り出すことができ、処理を完了する。なお、図１５中の下段には、各種工程で用いられ
る液体の種類が示されている。
【００６０】
　ここで、通常、内視鏡洗浄消毒装置に行われる洗浄消毒工程、消毒工程では、水と消毒
液とが混合するタイミングは、図１５に示すように、時刻ｔ１と、時刻ｔ２との２回存在
することになる。
【００６１】
　時刻ｔ２のタイミングでは、内視鏡洗浄消毒装置内の管路内に残留した消毒液とすすぎ
水とが混合することになるが、すすぎ工程に用いられた液体は消毒液タンクには戻らず外
に排出されるため、特に問題ではない。
【００６２】
　ところが、すすぎ工程から消毒工程が実施される時刻ｔ１のタイミングでは、内視鏡洗
浄消毒装置内の管路の形状によっては、該管路内の残水によって、循環中の消毒液が希釈
される虞がある。そして循環が終了した消毒液が消毒液タンクに戻ることにより、消毒液
タンク内の消毒液全体が希釈されてしまう。
【００６３】
　ここで、図１６及び図１７を用いてこのような、内視鏡洗浄消毒装置の配管構成におけ
る問題点と、本実施形態における多水管路の作用・効果を説明する。　
　まず、一般に使用される内視鏡洗浄消毒装置の概略構成および配管構成を説明すると、
内視鏡洗浄消毒装置２８は、例えば、図１６に示すように構成されている。　
　図１６に示すように、内視鏡洗浄消毒装置２８の洗浄槽３１の下面には、ラバーヒータ
６４が取り付けられている。ラバーヒータ６４は、洗浄槽３１を介して、洗浄槽３１内に
貯えられた洗浄液または消毒液を加熱する。
【００６４】
　洗浄槽３１内には、洗浄液または消毒液の温度を計測する温度センサ（ＴＥ）６５と、
液面を検出する液面センサ（ＬＳ）６６とが設けられている。液面センサ６６は、例えば
液面に応じてフロートが上下動するフロート式レベルセンサが用いられる。
【００６５】
　通気孔５８には、洗浄槽３１内に供給された消毒液の臭気を活性炭によって消臭するエ
アフィルタ（以下、ＡＦと省略）６７が設けられている。
【００６６】
　給水ノズル４４には、水、洗浄液、消毒液が流される給液路６８が接続されている。給
液路６８の他端は、電動三方弁９９の一端に接続されている。電動三方弁９９の他端には
、給水路７０が接続されている。
【００６７】
　給水路７０は、装置本体３０の外部に露呈されて水道水の蛇口に接続されている。給水
路７０には、蛇口に接続される側から電磁弁７２、ウォータフィルタ（以下、ＷＦと略す
）７３が設けられている。電磁弁７２は、給水路７０に対する水道水の供給／停止を切り
換える。ＷＦ７３は、水道水に含まれる異物や細菌を捕捉する。電動三方弁９９は、洗浄
槽３１内に水を供給する際に、給液路６８と給水路７０とを接続する。
【００６８】
　洗剤供給ノズル４５には、洗剤（例えば、液状酵素洗剤等）７５を供給する洗剤供給路
７６が接続されている。洗剤供給路７６の他端は、洗剤７５が貯えられた洗剤タンク７７
に接続されている。洗剤供給路７６には、ウォータポンプ（以下、ＷＰと省略）７８が設
けられている。ＷＰ７８は、洗剤タンク７７内の洗剤７５を吸引し、洗剤供給ノズル４５
から吐出させる。
【００６９】
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　消毒液供給ノズル４６には、消毒液８０を供給する消毒液供給路８１が接続されている
。消毒液供給路８１の他端は、消毒液８０が収容された消毒液タンク８２に接続されてい
る。消毒液供給路８１には、消毒液８０を吸引して消毒液供給ノズル４６から吐出させる
ＷＰ８３が設けられている。消毒液タンク８２には、使用済みの消毒液８０を排出する排
出路８２ａと、通気孔８２ｂとが設けられている。通気孔８２ｂには、消毒液８０の臭気
を活性炭で消臭するＡＦ８４が設けられている。
【００７０】
　廃液口６３には、下流側で分岐している廃液路９１が接続されている。分岐された一方
の第１廃液路９２は、内視鏡の洗浄で使用された洗浄液、水をＷＰ９３によって装置本体
３０の外に排出する。他方の第２廃液路９４は、内視鏡の消毒に使用された消毒液８０を
消毒液タンク８２に戻す。消毒液８０は、数回の使用では消毒効果が消失しないので、消
毒液タンク８２に戻されて繰り返し使用される。第１廃液路９２及び第２廃液路９４は、
各々に設けられた電磁弁９５、９６の開閉により切り換えられる。
【００７１】
　第２廃液路９４には、給水路７０から分岐した希釈路９８が接続されている。希釈路９
８には、電磁弁９９が接続されている。希釈路９８は、第２廃液路９４を介して消毒液タ
ンク８２内に水を供給し、図示しないカセットボトルから供給された高濃度の過酢酸を内
視鏡の消毒に適した濃度まで希釈する。
【００７２】
　廃液口６３には、洗浄槽３１に貯えられた洗浄液、消毒液８０、水を循環させる循環路
１０１も接続されている。循環路１０１は、下流側で第１循環路１０２と第２循環路１０
３とに分岐している。第１循環路１０２には、洗浄槽３１内の液体を吸引するＷＰ１０４
が設けられている。第１循環路１０２は、電磁弁６９に接続されている。第２循環路１０
３には、ＷＰ１０５と、液体及び気体の逆流を防止する逆止弁１０６とが設けられている
。第２循環路１０３は、四方弁１０７の一端に接続されている。
【００７３】

　四方弁１０７の他端には、チャンネル洗浄路１０９が接続されている。チャンネル洗浄
路１０９には、電磁弁１１０～１１３が設けられた送気・送水路１１４～１１７がそれぞ
れ接続されている。各送気・送水路１１４～１１７は、チャンネル洗浄ポート４８の各カ
プラ４９～５１と、かご用ノズル６０とに接続されている。
【００７４】
　電動三方弁９９は、洗浄槽３１に貯えられた液体を循環させる際に、第１循環路１０２
と給液路６８とを接続する。四方弁１０７は、図示しない内視鏡の送気・送水チャンネル
、鉗子チャンネル及び吸引チャンネル内に洗浄槽３１に貯えられた液体を流す際に、第２
循環路１０３とチャンネル洗浄路１０９とを接続する。
【００７５】
　四方弁１０７の別の他端には、送気路１１９が接続されている。送気路１１９には、エ
アポンプ（以下、ＡＰと省略）１２０と、２つのＡＦ１２１、１２２と、逆止弁１２３と
が設けられている。四方弁１０７は、内視鏡の各チャンネル内の水滴を除去する際に、チ
ャンネル洗浄路１０９と送気路１１９とを接続する。ＡＰ１２０は、２つのＡＦ１２１、
１２２より異物や細菌が捕捉された清浄な空気を圧縮し、この圧縮エアを各チャンネル内
に送風する。
【００７６】
　四方弁１０７の更に別の他端には、アルコール供給路１２５が接続されている。アルコ
ール供給路１２５の端部は、アルコール１２６が貯えられたアルコールタンク１２７に接
続されている。アルコール供給路１２５には、アルコールタンク１２７内に貯えられてい
るアルコール１２６を吸引するＷＰ１２８と、電磁弁１２９とが設けられている。四方弁
１０７は、内視鏡の各チャンネルにアルコールを流して各チャンネル内を乾燥させる際に
、チャンネル洗浄路１０９とアルコール供給路１２５とを接続する。
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【００７７】
　気密試験ポート５７には、試験送気路１３１が接続されている。試験送気路１３１には
、外気から異物を捕捉するＡＦ１３２と、異物が捕捉された清浄な空気を圧縮して試験送
気路１３１に送気するＡＰ１３３とが設けられている。
【００７８】
　また、内視鏡洗浄消毒装置２８では、図示しない内視鏡の送気・送水チャンネル、吸引
チャンネル、鉗子チャンネルの各々が接続されるチャンネル洗浄ポート４８の送気・送水
チャンネル用カプラ４９、吸引チャンネル用カプラ５０、鉗子チャンネル用カプラ５１、
かご用ノズル６０へと洗浄液や消毒液等を流すチャンネル洗浄路１０９には、ラバーヒー
タ等のヒータ１０９ａと温度センサ１０９ｂが設置されている。このヒータ１０９ａ及び
温度センサ１０９ｂを用いて内視鏡の送気・送水チャンネル、吸引チャンネル、鉗子チャ
ンネルに流れる洗浄液や消毒液等の温度調整が行われるようになっている。
【００７９】
　このような内視鏡洗浄消毒装置２８において、洗浄槽３１に供給された液体は、循環路
１０１、第１の循環路１０２、第２の循環路１０３、チャンネル洗浄路１０９、送気・送
水路１１４～１１７を介して循環する。そして、循環終了後には、すすぎ水は、ＷＰ９３
により装置本体３０の外に排出され、消毒液は、第２廃液路９４を介して消毒タンク８２
に回収される。
【００８０】
　このような内視鏡洗浄消毒装置２８は、装置内の管路の配管形状によっては液体を循環
させる管路の一部が曲がったりするなど変形箇所が存在し、このような変形箇所などの管
路内に、前工程における液体が残留してしまうことがある。
【００８１】
　具体的には、ＷＰ１０４、１０５の一次側の管路で液体が残留しないものと仮定した場
合、図１６に示す内視鏡洗浄消毒装置２８内の破線で囲った各管路２００～２１０におい
て、図１５にて示す時刻ｔ１のタイミングにてすすぎ水等の液体が残留してしまう虞があ
る。
【００８２】
　図１６に示す内視鏡洗浄消毒装置２８の配管系は、簡略化したものであるが、実際には
前記各管路２００～２１０の形状は、例えば、図１７（ａ）に示すように管路が長くなっ
てしまったり、あるいは図１７（ｂ）に示すように管路が曲がったりするなどの変形箇所
が存在してしまう。
【００８３】
　このため、前述したように、装置内の管路２００～２１０の変形箇所などの一部にすす
ぎ工程（図１５のステップＳ４参照）における濯ぎ液が残留した状態で、消毒工程（図１
５のステップＳ５参照）を行うとすると、消毒工程に用いられる消毒液が管路内に残留し
ている濯ぎ液と混ざってしまう。その後、濯ぎ液と混ざった消毒液は、消毒液タンク８２
に回収されるため、残水による消毒液の希釈がされてしまう虞がある。
【００８４】
　そこで、このような問題を解消するために、図１６に示す内視鏡洗浄消毒装置２８の例
えば各管路２００～２１０に、本実施形態の多水管路１を配管して構成する。
【００８５】
　そして、内視鏡洗浄消毒装置２８内の制御部２０は、図１５に示すステップＳ４のすす
ぎ工程を行う場合には、図１２に示すように、SWをオフして、各ソレノイド機構１０の各
ソレノイド１３に流れる電流を停止させるように駆動回路２２を制御する。
【００８６】
　これにより、管路２００～２１０に設けられた多水管路１は、図２に示すように、両側
のソレノイド機構１０が駆動して仕切り部３の片寄せ部４を管部２の下部の取付部２Ｂに
おける内周面２ＢＡに液密に接触させることで、仕切り部３が長手方向全体に亘り、管部
２内の下部へと移動する。このため、管部２内の管路は、管路の長手方向に渡って開通し
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て、すすぎ工程に用いられる水を円滑に通過させ、効果的にすすぎ工程が行われる。
【００８７】
　その後、図１５に示す時刻ｔ１から時刻ｔ２の期間において、ステップＳ４のすすぎ工
程からステップＳ５の消毒工程に移行するが、このステップＳ５の消毒工程が行われる前
に、制御部２０は、制御部２０によりSWをオンして、各ソレノイド機構１０の各ソレノイ
ド１３に電流を流すように駆動回路２２を制御する。
【００８８】
　すると、図３に示すように、仕切り部３の片寄せ部４は管部２の上部の取付部２Ｂにお
ける内周面２ＢＡに液密に接触する。また、同時に他方の磁石ホルダ７についても同様に
仕切り部３の片寄せ部４が管部２の上部の取付部２Ｂにおける内周面２ＢＡに液密に接触
される。
【００８９】
　このため、多水管路１は、両側のソレノイド機構１０が駆動して仕切り部３の片寄せ部
４を管部２の上部の取付部２Ｂにおける内周面２ＢＡに液密に接触させることで、仕切り
部３が長手方向全体に亘り、管部２内の上部へと移動する。
【００９０】
　このため、管部２の管路内にすすぎ水等の残液があったとしても、この残液を仕切り部
３の面にて上部残液逃げ領域２Ｃ内に封止することができ、続くステップＳ５により消毒
工程を行った場合に、この残液と、管部２内に形成される管路に流れる他の液体との混合
を防止できる。
【００９１】
　すなわち、消毒液の希釈を防止できるので、消毒液のコストの上昇を防止できる、また
、本実施形態の２流路管である多水管路１は、濯ぎ工程の次の消毒工程により供給する消
毒液とが混ざってしまうことを防止するための、例えば、前の濯ぎ工程と次の消毒工程と
のそれぞれの液体供給用の２つの管路や、管路内部に他の管路を有する二重管を用いなく
ても、配管することができるので、内視鏡洗浄消毒装置自体の小型化を図ることができ、
また、安価で構成できる。
【００９２】
　従って、第１の実施形態によれば、簡単な構成で、二種類の液体が流れる管路において
、管路内に残留した液体と、次に流れる液体とが混ざらないようにできる多水管路を実現
することができる。特に、簡単な構成で、前工程にて残留した濯ぎ液と、次の消毒工程の
消毒液とが混ざらないようにして消毒液の希釈を防止することができるとともに、装置の
小型化を図ることができる多水管路及びこの多水管路を用いた内視鏡洗浄消毒装置を実現
できる。
【００９３】
（第２の実施形態）　
　図１８～図２２は、本発明の第２の実施形態に係り、図１８は第２の実施形態に係る多
水管路の構成を示す斜視図である。なお、図１８～２２は、第１の実施形態と同様な構成
要素については同一の符号を付して説明を省略し、異なる部分のみを説明する。
【００９４】
　第１の実施形態の多水管路１は、磁場発生部５として磁石ホルダ７及びソレノイド機構
１０を設けて構成したが、第２の実施形態の多水管路１Ａは、永久磁石８Ａを有する磁石
ホルダ７Ｄ、及び駆動モータ３０１を有する磁場発生部５Ａを設けて構成されている。
【００９５】
　図１８に示すように、多水管路１Ａが有する磁場発生部５Ａは、永久磁石８Ａを有する
磁石ホルダ７Ｄ、及び駆動モータ３０１を有する。
【００９６】
　磁石ホルダ７Ｄは、管部２の取付部２Ｂの外周面上を回転可能に設けられた、管状の回
転部材７Ｅと、この回転部材７Ｅの外周上の上側半分に設けられた永久磁石８Ａと、を有
する。
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【００９７】
　回転部材７Ｅの内面には、図示はしないがベアリングが圧入されており、このため、回
転部材７Ｅは、管部２の取付部２Ｂの外周面を周方向に円滑に回転することができる。
【００９８】
　回転部材７Ｅの後端側には、ギア部３０３が形成されており、このギア部３０３には、
後述する駆動モータ３０１のギア部３０２が噛合される。このため、駆動モータ３０１の
回転駆動力がギア部３０２、３０３を介して伝達されることにより、回転部材７Ｅは回転
することになる。
【００９９】
　また、回転部材７Ｅの、永久磁石８Ａと対向する外周縁部には、回転位置を検出するた
めの遮光板７ｅが設けられている。なお、内視鏡洗浄消毒装置２８の装置本体内には、こ
の遮光板７ｅを検出するための一対のフォトセンサ３０４、３０５が配設されており、こ
れらフォトセンサ３０４、３０５は、フォトセンサの接続線７ｄによって制御部４００（
図２２参照）に電気的に接続されている。これらのフォトセンサ３０４、３０５は、光の
送受によって遮光板７ｅを検知し、検知結果を、フォトセンサの接続線７ｄを介して制御
部４００に出力する。
【０１００】
　磁場発生部５Ａは、駆動モータ３０１を有し、この駆動モータ３０１は制御部４００に
よって駆動が制御される。この駆動モータ３０１の回転駆動力は、前述したようにギア部
３０２、３０３を介して伝達されて、磁石ホルダ７Ｄの回転部材７Ｅを回転させる。
【０１０１】
　なお、磁場発生部５Ａの磁石ホルダ７Ｄ、駆動モータ３０１、及びギア部３０２は、管
部２の両端部に設けられている。内視鏡洗浄消毒装置２８の装置本体側のフォトセンサ３
０４、３０５についても同様に配設されている。
【０１０２】
　また、管部２内の仕切り部３、片寄せ部４の構成は、前記第１の実施形態と同様でもよ
いが、図１９に示すように、片寄せ部４を含み仕切り部３の管部２の内周面に接続される
側の両側部分は、仕切り部３が上下方向に移動する際の固定端３ｘを有するようにしても
よい。なお、固定端３ｘは第１の実施例にあってもよい。
【０１０３】
　図１９は、図１８の多水管路の磁石部と仕切り部との位置関係を示す断面図、図２０は
、図１８の多水管路の仕切り部の移動状態を説明する断面図である。　
　上記構成の多水管路１Ａにおいて、磁石ホルダ７Ｄの回転部材７Ｅは、図１９に示すよ
うに、永久磁石８Ａが管部２の取付部２Ｂの上方向に配置されるように回転したとする。
すると、磁石ホルダ７Ｄは、永久磁石８Ａの金属などの強磁性体を引き寄せる性質により
金属部４ａを引き寄せることで、仕切り部３の片寄せ部４が管部２の上部の取付部２Ｂに
おける内周面２ＢＡに液密に接触される。
【０１０４】
　その後、磁石ホルダ７Ｄの回転部材７Ｅは、図１９に示すように、永久磁石８Ａが管部
２の取付部２Ｂの下方向に配置されるように回転したとする。すると、磁石ホルダ７Ｄは
、永久磁石８Ａの金属などの強磁性体を引き寄せる性質により金属部４ａを引き寄せるこ
とで、仕切り部３の片寄せ部４が管部２の下部の取付部２Ｂにおける内周面２ＢＡに液密
に接触される。　
　このように回転部材７Ｅの回転により仕切り部３が磁場を受けて管部２の上側と下側に
配置されるが、その間の仕切り部３の移動状態が図２０に示されている。　
　すなわち、図２０に示すように、回転部材７Ｅの回転に伴い、永久磁石８Ａの引き寄せ
る性質により、片寄せ部３は、固定端３ｘを基点として少しずつ変形しながら移動し、そ
して、完全に永久磁石８Ａに最も近接する位置で管部２の取付部２Ｂにおける内周面２Ｂ
Ａに液密に接触する。
【０１０５】
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　また、同時に他方の磁石ホルダ７Ｄについても同様に動作することで、仕切り部３の片
寄せ部４が管部２の取付部２Ｂにおける内周面２ＢＡに液密に接触される。
【０１０６】
　なお、図２１は、図１８の磁場発生部が有する駆動部の変形例を示す斜視図である。本
実施形態の多水管路１Ａは、図２１の変形例に示すように、管部２が曲がりのない直管で
ある場合には、駆動モータ３０１を一つにして多水管路１Ｂを構成してもよい。この場合
、多水管路１Ｂは、この駆動モータ３０１の回転駆動力を、回転軸３０２Ｂの両側に設け
られたギア部３０２Ａを介してそれぞれの磁石ホルダ７Ｄのギア部３０３に与えて同方向
に回転部材７Ｅを回転させる。
【０１０７】
　このような変形例とすることで、駆動モータ３０１を一つにでき、また、第２の実施形
態のフォトセンサの数が４つであるのに対し、本変形例では２つで構成できるので、装置
を安価にでき、また、内視鏡洗浄消毒装置２８の小型化にも寄与する。
【０１０８】
　また、駆動モータ３０１が電気的に接続される制御部４００の具体的な構成を図２２に
示す。図２２は、図１８の駆動モータに接続される制御部の具体的な回路構成を示すブロ
ック図である。
【０１０９】
　図２２に示すように、制御部４００は、６つの接続端子部４００ａ～４００ｃと、２つ
の駆動回路４０１と、４つの入力検出回路４０２、４０３と、ＲＯＭ４０４ａ及びＲＡＭ
４０４ｂを備えたＣＰＵ４０４と、を有する。
【０１１０】
　制御部４００の２つの接続端子部４００ａには、駆動モータの接続線７ｆを介して駆動
モータ３０１がそれぞれ電気的に接続される。これらの接続端子部４００ａには、制御部
４００の駆動回路４０１がそれぞれ電気的に接続されており、これらの駆動回路４０１か
らの駆動信号は、接続端子部４００ａ、駆動モータの接続線７ｆを介して駆動モータ３０
１にそれぞれ供給される。
【０１１１】
　また、２つの接続端子部４００ｂには、フォトセンサの接続線７ｄを介してフォトセン
サ３０４がそれぞれ電気的に接続される。これらの接続端子部４００ｂには、入力検出回
路４０２がそれぞれ電気的に接続されており、フォトセンサ３０４からの検出結果は、フ
ォトセンサの接続線７ｄ、接続端子部４００ｂを介して制御部４００内の入力検出回路４
０２に取り込まれる。
【０１１２】
　さらに、２つの接続端子部４００ｃには、フォトセンサの接続線７ｄを介してフォトセ
ンサ３０５がそれぞれ電気的に接続される。これらの接続端子部４００ｃには、入力検出
回路４０３がそれぞれ電気的に接続されており、フォトセンサ３０５からの検出結果は、
フォトセンサの接続線７ｄ、接続端子部４００ｃを介して制御部４００内の入力検出回路
４０３に取り込まれる。
【０１１３】
　制御部４００内において、駆動回路４０１は、ＣＰＵ４０４の制御により駆動信号を生
成し、生成した駆動信号を、駆動モータの接続線７ｆを介して駆動モータ３０１に供給し
て該駆動モータ３０１をそれぞれ駆動させる。
【０１１４】
　入力検出回路４０２、４０３は、フォトセンサ３０４、３０５からの検出結果を検知し
、Ｌレベル／Ｈレベルの二値化信号等の検知信号を生成し、ＣＰＵ４０４に出力する。　
　ＣＰＵ４０４は、内視鏡洗浄消毒装置２８全体の各ブロックを制御するものである。　
　ＲＯＭ４０４ａは、各種工程に必要なプログラムや、各種設定値等を格納している。ま
た、ＲＡＭ７６ｂは、各プログラムを実行するための作業領域である。
【０１１５】
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　ＣＰＵ４０４は、図２２に示す構成において、各入力回路４０２、４０３からの検知信
号に基づき、磁石ホルダ７Ｄの回転部材７Ｅに設けられた遮光板７ｅがフォトセンサ３０
４、３０５を通過したことを判断したときに、駆動モータ３０１の駆動を停止するように
各駆動回路４０１を制御する。
【０１１６】
　すなわち、遮光板７ｅが管部２の下部に配設されたフォトセンサ３０４を通過したとき
には、駆動モータ３０１の駆動の停止により、回転部材７Ｅは、図１９に示すように永久
磁石８Ａが管部２の取付部２Ｂの上部に配置された状態で保持される。一方、遮光板７ｅ
が管部２の上部に配設されたフォトセンサ３０５を通過したときには、駆動モータ３０１
の駆動の停止により、回転部材７Ｅは、図１９に示すように永久磁石８Ａが管部２の取付
部２Ｂの下部に配置された状態で保持されることになる。
【０１１７】
　従って、第２の実施形態によれば、永久磁石８Ａを有する磁石ホルダ７Ｄ、及び駆動モ
ータ３０１を有する磁場発生部５Ａを設けて構成した場合でも、前記第１の実施形態と同
様の効果を得ることができる。
【０１１８】
（第３の実施形態）　
　図２３～図２５は、本発明の第３の実施形態に係り、図２３は、第３の実施形態に係る
多水管路の構成を示す斜視図、図２４は、図２３の磁場発生部が有する電磁ケースの分解
組み立て図、図２５は、図２４の電磁石に接続される制御部の具体的な回路構成を示すブ
ロック図である。なお、図２３～図２５は、第１の実施形態と同様な構成要素については
同一の符号を付して説明を省略し、異なる部分のみを説明する。
【０１１９】
　第１の実施形態の多水管路１は、磁場発生部５の磁石ホルダ７による磁力によって片寄
せ部４の金属部４ａを引き寄せたが、第３の実施形態の多水管路１Ｃは、電磁力を発生さ
せる磁場発生部５Ｂを設け、この磁場発生部５Ｂによる電磁力により片寄せ部４の金属部
４ａを引き寄せるように構成している。
【０１２０】
　具体的には、図２３に示すように、多水管路１Ｃは、第１の実施形態の磁石ホルダ７に
替えて、管部２の両側の取付部２Ｂに装着される電磁ケース５００を設けて構成される。
　
　この電磁ケース５００は、図２４に示すように、筒状の管状部材で、内部に２つの収容
部５０１ａが形成された本体部５０１と、これら２つの収容部５０１ａに収容される円弧
状の電磁石部５０２、５０３と、この電磁石部５０２、５０３を収容した状態で２つの収
容部５０１ａをカバーするカバー部５０１Ａと、を有する。
【０１２１】
　電磁石部５０２、５０３は、例えば円弧状の鉄心５０４の外周面にソレノイド５０５を
用いて巻回することによって形成される。そしてこのソレノイド５０５の両端は、電磁ケ
ース５００の本体部５０１の外周上に引き出された後、本体部５０１の外周上に設けられ
た接続端子部５０６に接続される。この接続端子部５０６には、接続線５０６ａが接続さ
れ、接続線５０６ａは、内視鏡洗浄消毒装置２８内の制御部４００に電気的に接続される
（図２５参照）。　
　したがって、電磁ケース５００は、管部２の取付部２Ｂの外周を、上下に２分割するよ
うに電磁石部５０２、５０３が配置されることになる。
【０１２２】
　図２５に、１つの電磁ケース５００に電気的に接続される制御部４００の電気的な回路
構成を示す。図２５に示すように、電磁石部５０２、５０３は、それぞれ接続線５０６ａ
を介して制御部４００の接続端子部４００ｄ、４００ｅに電気的に接続される。
【０１２３】
　制御部４００は、接続端子部４００ｄ、４００ｅに接続される２つの駆動回路４０５、
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４０６と、これら２つの駆動回路４０５、４０６を制御するＣＰＵ４０４と、を有する。
ＣＰＵ４０４は、前記実施形態と同様に各プログラムを格納したＲＯＭ４０４ａを有する
。
【０１２４】
　ＣＰＵ４０４は、ＲＯＭ４０４ａに格納したプログラムに基づいて、２つの電磁石部５
０２、５０３の内、いずれか一方を駆動して磁界（磁場）を発生させるように駆動回路４
０５、４０６を制御する。勿論、ＣＰＵ４０４は、他方の電磁ケース５００についても同
じように制御する。
【０１２５】
　例えば、管部２の両端に設けられた電磁ケース５００の下側の電磁石部５０３に電流を
流してオンさせた場合には、上側の電磁石部５０２は駆動を停止させる。これにより、電
磁石部５０３に発生した電磁力により、仕切り部３の片寄せ部４はこの磁場を受けて管部
２の下部の取付部２Ｂにおける内周面２ＢＡに液密に接触する。このため、すすぎ工程に
おける水を円滑に通すことができる。
【０１２６】
　一方、管部２の両端に設けられた電磁ケース５００の上側の電磁石部５０２に電流を流
してオンさせた場合には、下側の電磁石部５０３は駆動を停止させる。これにより、電磁
石部５０２に発生した電磁力により、仕切り部３の片寄せ部４は磁場を受けて管部２の上
部の取付部２Ｂにおける内周面２ＢＡに液密に接触する。このため、仮に管部２内に残水
があったとしても、前記第１の実施形態と同様に、残液逃げ領域２Ｃに残水を封止できる
ので、次の消毒工程における消毒液が残水と混合することもなく、消毒液を円滑に通すこ
とができる。　
　その他の構成・作用は、第１の実施形態と同様である。
【０１２７】
　従って、第３の実施形態によれば、電磁力を発生させる磁場発生部５Ｂを用いて構成し
た場合でも、前記第１の実施形態と同様の効果が得られる。
【０１２８】
（第４の実施形態）　
　図２６は、本発明の第４の実施形態に係る多水管路の構成を示す斜視図、図２７は、図
２６の多水管路の断面図である。なお、図２６、図２７は、第１の実施形態と同様な構成
要素については同一の符号を付して説明を省略し、異なる部分のみを説明する。
【０１２９】
　第１の実施形態の多水管路１は、仕切り部３の片寄せ部４に金属部４ａを設けて構成し
たが、第４の実施形態に多水管路１Ｄは、片寄せ部４の金属部４ａに替えて電流の供給の
有無により伸縮する積層型の圧電素子４０７を設けて構成するとともに、この圧電素子４
０７に電圧を印加して電流を流すための磁場発生部５Ｃを設けて構成している。
【０１３０】
　具体的には、図２６に示すように、仕切り部４の片寄せ部４の内部には、圧電素子４０
７が設けられている。この圧電素子４０７の両端側は、管部２の取付部２Ｂの外周面に取
り付けられた接続端子部４０７Ａにそれぞれ電気的に接続されている。これらの接続端子
部４０７Ａは、接続線５ｃを介して内視鏡洗浄消毒装置２８内の制御部４００に電気的に
接続されており、制御部４００による電圧のスイッチ制御によって、接続線５ｃを介して
正／負の電流が供給されるようになっている。
【０１３１】
　接続端子４０７Ａ間に電流を流すことにより、圧電素子４０７は伸びるように変形する
。この場合、電流の正／負によって、圧電素子４０７の変形方向、つまり、上方向か下方
向かを制御できる。
【０１３２】
　また、電流が流れていない場合、圧電素子４０７は変形しないため、図２７に示すよう
に、管部２内の管路を仕切り部３によって２分割するように管路が形成されることになる
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。このため、この２つの管路をそれぞれ異なる液体を流すことも可能となり、配管の自由
度を拡大できる。　
　なお、磁場発生部５Ｃ及び圧電素子４０７は、管部２の基端側の取付部２Ｂについても
同様に設けられている。
【０１３３】
　このような構成の多水管路１Ｄは、接続端子間４０７Ａに正／負の電流を供給すること
により、前記第１の実施形態と同様に、仕切り部４を管部２上側、または下側の内周面２
ＢＡに液密に接触させることができる。
【０１３４】
　なお、本実施形態の多水管路１Ｄが有する圧電素子４０７は、変位が小さい特性を有し
ているので、本実施形態の多水管路１Ｄを、特に内径の小さな管路に用いるのに適してい
る。　
　その他の構成・作用は、前記第１の実施形態と同様である。
【０１３５】
　従って、第４の実施形態によれば、仕切り部３の片寄せ部４内の金属部４ａに替えて圧
電素子４０７を設けた場合でも、第１の実施形態と同様の効果が得られる他、磁石ホルダ
７を不要にすることができるので、コストを安価にでき、また内視鏡洗浄消毒内の小型化
に大きく寄与する。
【０１３６】
（第５の実施形態）　
　図２８～図３１は、本発明の第５の実施形態に係り、図２８は、第５の実施形態に係る
多水管路の構成を示す斜視図、図２９は、図２８の仕切り部を管部の下部内周面に接触さ
せた状態を示す断面図、図３０は、図２８の仕切り部を管部の中間位置に配置させた状態
を示す断面図、図３１は、図２８の仕切り部を管部の上部内周面に接触させた状態を示す
断面図である。なお、図２８～図３１は、第１の実施形態と同様な構成要素については同
一の符号を付して説明を省略し、異なる部分のみを説明する。
【０１３７】
　第４の実施形態の多水管路１Ｄは、仕切り部３の片寄せ部４に積層型の圧電素子４０７
を設けて構成したが、第５の実施形態に多水管路１Ｅは、片寄せ部４の圧電素子４０７に
替えて電流の供給の有無により伸縮する人工筋肉６００を設けて構成している。また、磁
場発生部５Ｃは、前記第４の実施形態と同様に片寄せ部４の人工筋肉６００に電流を供給
して片寄せを発生させるものである。
【０１３８】
　具体的には、図２８及び図２９に示すように、仕切り部３の片寄せ部４の内部には、人
工筋肉６００が設けられている。この人工筋肉６００は、図２９に示すように、２つの人
工筋肉部６０１と、人工筋肉部６０２とが積層されて構成されている。これらの人工筋肉
部６０１、６０２の両端側は、管部２の取付部２Ｂの外周面に取り付けられた接続端子部
６００ａにそれぞれ電気的に接続されている。これらの接続端子部６００ａは、接続線５
ｃ１、５ｃ２を介して内視鏡洗浄消毒装置２８内の制御部４００に電気的にそれぞれ接続
されており、制御部４００による電圧のスイッチ制御によって、接続線５ｃ１、５ｃ２を
介して電流がそれぞれ供給されるようになっている。
【０１３９】
　接続端子６００ａ間に電流を流すことにより、人工筋肉部６０１、６０２は収縮するよ
うに変形する。また、電流が流れていない場合、人工筋肉部６０１、６０２は伸びて収縮
以前の状態に戻るように変形する。　
　このような人工筋肉６００の特性を利用した、人工筋肉部６０１，６０２の変形状態が
図２９～図３１に示されている。
【０１４０】
　上記構成の人工筋肉６００を有する多水管路１Ｅにおいて、図２９に示すように、上側
の人工筋肉部６０２に電流を流し、下側の人工筋肉部６０１に電流を流さないように制御
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すると、上側の人工筋肉部６０２は、収縮して最小の長さとなるように変形する。同時に
、下側の人工筋肉部６０１は、自然長の最大の長さとなる。このことにより、仕切り部４
は、図２９に示すように、人工筋肉６００の作用により、管部２の取付部２Ｂの下側の内
周面２ＢＡに液密に接触する。
【０１４１】
　次に、図３０に示すように、上側の人工筋肉部６０２と下側の人工筋肉部６０１との両
方に電流を流すように制御する。すると、上側と下側の人工筋肉部６０２、６０２は、収
縮して最小の長さとなるように変形する。このことにより、双方の収縮力が相殺し合い、
その結果、仕切り部４は、図３０に示すように、管部２の管路内を仕切り部４で２分割す
るような位置に配置することができる。
【０１４２】
　その後、図３１に示すように、上側の人工筋肉部６０２に電流を流さないようにし、下
側の人工筋肉部６０１に電流を流すように制御すると、上側の人工筋肉部６０２は、自然
長の最大の長さとなる。同時に、下側の人工筋肉部６０１は、収縮して最小の長さとなる
ように変形する。このことにより、仕切り部４は、図３１に示すように、人工筋肉６００
の作用により、管部２の取付部２Ｂの上側の内周面２ＢＡに液密に接触する。　
　なお、磁場発生５Ｃ及び人工筋肉６００は、管部２の基端側の取付部２Ｂについても同
様に設けられている。
【０１４３】
　このような構成の多水管路１Ｅは、人工筋肉６００を構成する２つの人工筋肉部６０１
、６０２に流れる電流を制御することにより、前記第１の実施形態と同様に、仕切り部３
を管部２の上側または下側の内周面２ＢＡに液密に接触させることができる。　
　その他の構成・作用は、前記第１の実施形態と同様である。
【０１４４】
　従って、第５の実施形態によれば、仕切り部３の片寄せ部４内の金属部４ａに替えて２
つの人工筋肉部６０１、６０２を有して構成される人工筋肉６００を設けた場合でも、第
１の実施形態と同様の効果が得られる他、磁石ホルダ７を不要にすることができるので、
コストを安価にでき、また内視鏡洗浄消毒内の小型化に大きく寄与する。
【０１４５】
（第６の実施の形態）　
　第６の実施の形態として、片寄せ部４内に、通電により発生する熱により変形する形状
記憶合金部を設け、磁場発生部５Ｃによって、片寄せ部４の形状記憶合金部に通電して熱
を生じさせることにより片寄せを発生させて、片寄せ部４を管部２の取付部２Ｂの内周面
に液密に接触させるように構成してもよい。
【０１４６】
　従って、仕切り部３の片寄せ部４内の金属部４ａに替えて形状記憶合金部を設けた場合
でも、第１の実施形態と同様の効果が得られる他、磁石ホルダ７を不要にすることができ
るので、コストを安価にでき、また内視鏡洗浄消毒内の小型化に大きく寄与する。
【０１４７】
　ところで、上記したように多水管路１を備えた内視鏡洗浄消毒装置２８は、小型化が望
まれる一方、複数の内視鏡を洗浄槽３１内に効率良く収容した要求がある。この場合、単
に複数の内視鏡を洗浄槽３１内に収容するだけでなく、洗浄、消毒工程による洗浄、消毒
効果を損なわないようにしたい。
【０１４８】
　そこで、本実施形態の内視鏡洗浄消毒装置２８では、効率良く２つの内視鏡を洗浄槽３
１に収容するための保持網７００を設けている。このような保持網７００の構成について
図３２、及び図３３を用いて開示する。
【０１４９】
　図３２は、各実施形態の内視鏡洗浄消毒装置の洗浄槽に設置される保持網の構成を示す
図、図３３は、図３２の保持網に２つの内視鏡を用いて配置した状態を示す図である。
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【０１５０】
　各実施形態にて用いられる保持網７００は、図３２に示すように、内視鏡を保持するも
ので、細径の複数のパイプを用いて円弧形状に形成された本体７０１と、この本体７０１
の円周上の所定箇所に複数設けられ、挿入部及びユニバーサルコードを係止するための係
止部７０２と、一方の内視鏡の電気コネクタを保持するための第１の保持バー７０４と、
他方の内視鏡の電気コネクタを保持するための第２の保持バー７０５と、この他方の内視
鏡の電気コネクタのユニバーサルより側を保持する係止部７０３と、を有して構成してい
る。
【０１５１】
　また、第１の保持バー７０４には、一つ目の内視鏡を保持するものであることを示す指
標７０４Ａ及び指標７０４Ｂが設けられている。　
　このような構成の保持網７００に、実際に２つの内視鏡８００、８０１を保持して洗浄
槽３１に収容された状態を図３３に示す。
【０１５２】
　図３３に示すように、図３２に示す構成の保持網７００において、第１の保持バー７０
４には、一つ目の内視鏡８００の電気コネクタ８００Ｂが保持され、この内視鏡８００の
操作部８００Ａは、二つ目の内視鏡８０１の操作部８０１Ａと、電気コネクタ８００Ｂと
の間に配置される。
【０１５３】
　また、第２の保持バー７０５には、二つ目の内視鏡８０１の電気コネクタ８０１Ｂが保
持され、この内視鏡８０１の操作部８０１Ａは、内視鏡８００の操作部８００Aの左側に
配置される。
【０１５４】
　このように、２つの内視鏡８００、８０１を洗浄槽３１内に収容する場合に、図３３に
示すように、本例の保持網７００を用いることにより、効果的に２つの内視鏡８００、８
０１を保持して洗浄槽３１内に収容することができる。また、確実に２つの内視鏡８００
、８０１を洗浄槽３１内に収容することができるので、洗浄、消毒性能を損うことなく、
効果的に洗浄、消毒を行うことができる。
【０１５５】
　なお、本例の保持網７００における第１、第２の保持バー７０４、７０５は、洗浄槽３
１の形状によって、適宜配置位置をずらしてもよく、図３２に示す構成に限定されるもの
ではない。
【０１５６】
　 以上のように、上述した各実施の形態によれば、簡単な構成で、二種類の液体が流れ
る管路において、管路内に残留した液体と、次に流れる液体とが混ざらないようにできる
多水管路及びこの多水管路を用いた内視鏡洗浄消毒装置を提供することができる。
【０１５７】
　本発明は、上述した実施形態及び変形例に限定されるものではなく、本発明の要旨を変
えない範囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【符号の説明】
【０１５８】
１、１Ａ～１Ｅ…多水管路
２…管部
２Ａ…本体部
２Ｂ…取付部
２ＢＡ…内周面
２Ｃ…上部残液逃げ領域
２ＣＡ…上部の本体部内周面
２Ｄ…下部残液逃げ領域
２ＤＡ…下部の本体部内周面
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３…仕切り部
４…片寄せ部
４ａ…金属部
５、５Ａ、５Ｂ、５Ｃ…磁場発生部
６…本体０Ａを管部２の外周に固定するための取付部
７…磁石ホルダ
７Ａ…摺動部
７Ｂ…接続部
７Ｃ…摺動管
７Ｅ…回転部材
７ａ…第１の段差部
７ｂ…第２の段差部
７ｄ…フォトセンサの接続線
７ｅ…遮光板
７ｆ…駆動モータの接続線
７ｘ…ベアリング
７ｙ…孔
７ｚ…スプリング
８…磁石部
８Ａ…永久磁石
８ａ…第１の磁石
８ｂ…第２の磁石
９…ソレノイド外装部
９Ａ…本体
９Ａ１…円弧部
９Ａ２、９Ａ３…延設面
９Ｂ…腕部
９Ｂ１…折曲部
１０…ソレノイド機構
１０ａ…ソレノイドの接続線
１０ｂ…電源
１１…鉄心
１２…鉄心ケース
１３…ソレノイド
２０…制御部
２２…駆動回路
２８…内視鏡洗浄消毒装置
３０…装置本体
３１…洗浄槽
８１…消毒液供給路
８２…消毒液タンク
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